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Abstract of DE1 961 621 2 

The station has a voltage device (50) to hold a 
device (60) to be tested. It also has a controller to 
regulate the temperature near the device to be 
tested by detecting the temp, and, in response, 
alternatively increasing or decreasing the 
temperature. The test station also has a locating 
surface (45) for the device (60) being tested. The 
station further has at least two layers (20,30,40), 
including an electrically conductive layer (20) 
which adheres to an insulating layer (10). The 
electrically conductive layer is electrically 
connected to either the voltage device or the 
bearing surface (45). The two conductive and 
insulating layers are arranged between the 
bearing surface and the voltage device. 
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"^*^c?^e^jLa n ^.teggrQ^£^: Abs - 1 Satz 1 .PatG ist gesteilt 

(§) Pr0fsoh^enstatid"n"ifjTr^sat2licr» zum thermischen AufspannisoJator aufgebrachter LeUSFsSl 

(57) E' ne Prufsondenstation;:die fur rauscharrne Messungen 
geeignet ist, beinhaltet eine Spannvorrichtung zum Halten 
einer zu-prufenden Vorrichtung und eine tragende Fiache fur 
die zu prufende Vorrichtung. Die Prufsondenstation weist 
Mittel zum Steuem der Temperatur in der Umgebung der 
Testvorrichtung durch Erfassen der Temperatur und als 
Reaktion auf das Erfassen alternatrv Erhohen oder Senken 
der Temperatur auf. Wenigstens zwei Schichten, beinhal- 
tend eine erste elektrisch ieitende Schicht, die auf einer 
Isolierschicht haftet, sind zwischen die tragende Fiache und 
die Spannvorrichtung eingesetzt. Die elektrisch Ieitende 
Schicht ist mit der Spannvorrichtung oder mit der tragenden 
Fiache elektrisch leitend verbunden. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft Prufsondenstatio- 
nen, die insbesondere geeignet sind zur Durchfuhrung 
von hochgenauen Niederstrom- und Niederspannungs- 
messungen elektronischer Vorrichtungen r und insbe- 
sondere elektronischer Vorrichtungen, die auf einem 
Wafer ausgebildet sind. In naheren Einzelheiten betrifft 
die vorliegende Erfindung zusatzliche Schichten, die zu- 
sammen mit einem temperaturgesteuerten Spannfutter 
innerhalb einer solchen Pnlfsondenstation benutzt wer- 
den. 

Integrierte Schaltungsvorrichtungen werden in der 
Regel nach bekannten Techniken in und auf einem ein- 
zigen Wafer aus Halbleitermaterial gefertigt Vor dem 
Abschneiden der einzelnen integrierten Schaltungsvor- 
richtungen vom einzelnen Wafer zum Einkapseln wer- 
den in der Regel vorgegebene Priiffolgen auf den ein- 
zelnen Schaltkreisen auf dem Wafer durchgefuhrt um 
fest zustelien, ob jede einzelne Vorrichtung ordnungs- 
gemaB funktioniert Eine Sondenkarte, die eine Vielzahl 
Elektroden aufweist, die so konfiguriert sind, daB sie mit 
der betreffenden Geometrie der integrierten Schal- 
tungsvorrichtung, die auf dem Wafer hergestellt wurde, 
Qbereinstimmt, kann zusammen mit einer Prufsonden- 
station zur Oberprufung der Schaltung benutzt werden. 
Der Wafer und die Sondenkarte bewegen sich relativ 
zueinander, bis alle integrierten Schaltungsvorrichtun- 
gen auf dem Wafer durchgetestet sind. 

Schwindt et aL, US-Patent Nr. 5,345,170, Harwood et 
al, US-Patent Nr. 5,266,889, und Schwindt et al, US-Pa- 
tentanmeldung Nr. 08/100,494, eingereicht am 12. Au- 
gust 1993, offenbaren Beispiele fiir Priifsondenstatio- 
nen, mit denen die vorliegende Erfindung eingesetzt 
werden kann, und sind hier durch Querverweis mit ein- 
.geschlossen. Aiternativ konnen auch einzeln positio- 
^'"nlerbare Sonden benutzt werden, um Wafer und sonsti- 
ge Typen zu prufender Vorrichtungen mit Hilfe einer 
• Ir^JPrufsondenstation zu teste n. - 

yi ele uT integrierte SchaHuiigsvomcb^ngen sind so 
pSiijg^ arbei- 
^U mleine . yorrichtungspr^ung--au£ Nichtzimmer- 
riSmpena,turen einziisteilen, m^ssertiemperaturgesteuer- 
iZJfeSp^.nyorrichtungerx im. allgemeinert als thermische 
^pannyp rricht unge n bezeichnet, eingesetzt werden. Ei- 
^ ne Konstruktion einer thermischen Spannvonichtung 
•TBwfialte t~e ine Basis mit inneren Hohlraumen, um darin 
^rliaite f EissTgkeiten zirktilieren zu lassen; damit die Tem- 
..-.peratur der thermischen Spannvorrichtung unter die 
'ijmgebungstemperatur abgesenkt wird. Auf der Ober- 
flache der Basis sind mehrfache Heiz-Kuhlelemente und 
eine leitenden obere Flache angeordnet Die Heiz-Kuhl- 
elemente, in der Regel Peltier- Vorrichtungen, regeln die 
Temperatur der oberen Flache durch Verandern der 
Stromst&rke und -polaritat Wenn die gewunschte Tem- 
peratur iiber einem vorgegebenen Wert, z. B. uber der 
Umgebungstemperatur, liegt, dann regeln die Heiz- 
Kuhlelemente die Temperatur. Wenn die gewunschte 
Temperatur unter der vorgegebenen Temperatur, z. B. 
der Umgebungstemperatur, liegt dann regeln die Heiz- 
Kuhlelemente zusammen mit dem FlussigkeitsfiuO in 
der Basis die Temperatur, wenn eine signifikante Kiih- 
lung gewiinscht wird Die thermische Spannvorrichtung 
kann einen Temperaturftihler beinhaiten, der an oder in 
der Nahe der thermischen Spannvorrichtung angeord- 
net ist, um die Temperatur zu erfassen. Als Reakiion auf 
das Erfassen der Temperatur wird die Starke und die 
Polaritat des Stroms, der an die Heiz-Kuhlelemente ge- 




Iegt wird, automatisch verandert, um eine in etwa kon- 
stante Temperatur beizubehalten. Wenn z. B. die Tem- 
peratur des thermischen Spannfutters zu tief ist, wird 
die art die Heiz-Kuhlelemente gelegte Stromstarke er- 
5 hoht, um die Temperatur zu steigern. Wenn im Gegen- 
satz dazu die Temperatur der thermischen Spannvor- 
richtung zu hoch ist, wird die an die Heiz-Kuhlelemen- 
ten gelegte Stromstarke gesenkt und die Polaritat um* 
gekehrt, um die Temperatur zu senkert 

io Der Wafer mit seinen integrierten Schaltungsvorrich- 
tungen wird oben auf die thermische Spannvorrichtung 
aufgebracht um Tests der Schaltungsvorrichtungen bei 
unterschiedlichen Temperaturen durchzufuhren. Bei 
Niederspannungs- und Niederstrommessungen wird je- 

15 doch ein starkes, unzulassig hohes Rauschen beobach- 
tet, wenn die thermische Spannvorrichtung eingesetzt 
wird. Das Temperatursteuersystem bringt inharent die 
Starke des an die Heiz-KQhlelemente gelegten Stroms 
zum Schwanken, um die gewunschte Temperatur kon- 

20 stant zu halteit Die Ruktuationen der Stromstarke und 
-polaritat, die an die Heiz-Kuhlelemente gele^ wird, 
und die in der Regel kJein sind und von Natur aus sehr 
schneii wechseln, erzeugen Schwankungen der elektro- 
magnetischen Felder, die von den Heiz-Kuhlelementen 

2s und der ihnen zugeordneten elektrischen Verdrahtung 
erzeugt werden. Die herkommliche Ansicht ist, daB die 
wechselnden elektromagnetischen Felder, die durch die 
Stromschwankungen in den Heiz-Kuhlelementen und 
ihrer zugeordneten Verdrahtung erzeugt werden, ir- 

30 gendwie elektromagnetisch mit der Oberflache gekop- 
peit sind, auf die der Wafergelegt wird Diese SchluBfol- 
gerung wird weiter gestutzt durch das Rauschen, das bei 
den Messungen beobachtet wird, und das-anscheinend 
die gleichen relativen GroBenordnungen und Zeit fol- 

35 gen aufweist, wie die Schwankungen der Stromstarke 
des an die Heiz-Kiihlelemente gelegten . Strang JEtem- . 
entsprechend ist die herkommliche Ansicht, daB die 
wechselnden elektromagnetischen Felder die primare 
Quelle des Rauschens sind, das zwischen deirn-^afer-urid 

40 der thermischen Spannvorricraj^^fi^Ss^^^^^ 
zu beobachten ist Es ist nun hochst -cTOGsa^ 
schen zu minimieren um genauere^^et^pBasatoactes- 

- fuhren zu konnen. *^''*£^JE£CJ ? ~ 

Ein Weg, das von den elektromagheusBheti^eiEtecn j 

45 erzeugte Rauschen zu reduzieren, war dasr Abss&rmen' - 
des Wafers, gegen die elektromagnetischfia JEefler _ 
durch zusatzlich auf die leitende Oberflar^ff 'rh^^hyrfni^ 
schen Spannvorrichtung aufgebrachte SchicWfnrBiese: 
zusatzlichen Schichten beinhalteten eine.Stapelstj&iktur- 

50 von drei Schichten, einschlieBlich ernes Paars Isolier- 
schichten, die jeweils auf den zwei Seiten einer dazwi- 
schengelegten Kupferschicht aufgebracht wurden. Eine 
leitende, tragende Schicht zum Tragen der gepruften 
Vorrichtung wird oben auf die genannten drei Schichten 

55 aufgebracht Alle vier Schichten sind mit Teflonschrau- 
ben an der thermischen Spannvorrichtung befestigt, 
haften jedoch nicht aneinander. Die Kupferschicht ist an 
den Schutzleiter eines TriaxiaLkabels angeschlossen, die 
thermische Spannvorrichtung ist an die Abschirmung 

6o gelegt, und die Trageschicht wird an den mittleren Lei- 
ter angeschlossen. Die zusatzlichen Schichten und ins- 
besondere die geerdete thermische Spannvorrichtung 
bewirken eine Abschirmung der Testvorrichtung gegen 
die elektromagnetischen Felder. Eine Reduktion des 

§5 Rauschens wurde beobachtet; jedoch bleiben noch im- 
mer signifikanie Rauschhohen bestehen. 

Eine andere Konstruktion belm Versuch einer ver- 
besserten Abschirmung der Testvorrichtung war der 
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• Ersatz der Dreischicht-Stapelstruktur durch eine Kup- 
ferfolienschicht, die in Polyamid gekapselt war. Die Fo- 
lie wird an den Schutzleiter angeschJossen und die Tra- 
geschicht wird an den mittleren Letter angeschlossea 
Eine weitere Verringerung der Rauschhdhe im Ver- 
gleich zu der obigen Stmktur wurde beobachtet, jedoch 
bieiben noch immer betrichtliche Rauschhohen beste- 
hen. 

Noch eine weitere Konstruktion beinhaltete den Er- 
satz der drei Stapelschichten durch eine Keramik- 
schicht Die thermische Spannvorrichtung wird an den 
Schutzleiter angeschJossen und die Trageschicht wird 
an den mittleren Leiter angeschJossen. Das FehJen einer 
dazwischengelegten Leiterschicht scheint jedoch die 
Abschirmwirkung gegen die elektromagnetischen Fel- 
der zu schw&chen und fQhrt zu starkem Rauschen. 

Noch eine andere, alternative Konstruktion beinhal- 
tete den Ersatz der drei Stapelschichten durch eine 
Kupferfolienschicht, die zwischen eine Isolierschicht 
und eine keramische Schicht gelegt wurde. Die drei Sta- 
pelschichten haften nicht aneinander. Die Folie wird an 
den Schutzleiter angeschlossen, die thermische Spann- 
vorrichtung wird an die Abschirraung angeschJossen, 
und die Trageschicht wird an den mittleren Leiter ange- 
schlossen. Bei den Tests schien diese Konstruktion eine 
Verbesserung gegenuber alien obigen Konstruktionen 
zur Abschirmung der Testvorrichtung gegen die elek- 
tromagnetischen Felder zu seia Jedoch ist das beobach- 
tete Rauschen noch immer uazulassig hoch fur Nieder- 
strom-und Niederspannungsmessungea 

Erwunscht ist daher eine Struktur mit zusatzlichen 
Schichten zum Einsatz bei einer temperaturgesteuerten 
Spannvorrichtung, um das bei Niederstrom- und Nie- 
derspannungsmessungen beobachtete Rauschen signifi- 
kant zu reduzieren. 

Die vorliegende Erfindung uberwindet die obigen 
Nachteiie des Standes der Technik durch Vorsehen ei- 
- . ...^ ner Prufsondenstation, die fur Messungen bei niedrigem 
^^^^rJ^tischpegel ge.eignet ist und die eine Spannvorrichtung 
r . "zum Haiten einer zu priifenden Vorrichtung und eine 
\^=±-=l 1. Auflageflache fiir die zu priifende Vorrichtung beinhal- 
ss^rl.T— .-/let. Die Prufsondenstation hat Mittel zum Steuem der 

i.^*^ Temperatur in der Nahe der zu priifenden Vorrichtung 

- durch Erfassen der Temperatur und, ais Reaktion auf 

dieses Erfassen, alternatives Erhohen oder Senken der 
• . . Temperatur. Wenigstens zwei Schichten, einschlieBlich 
"•--7- einer ersten elektrisch leitenden Schicht, die an einer 
Isolierschicht haftet, wird zwischen der tragenden Fla- 
che und der Spannvorrichtung angeordneL Die elektri- 
sche Leiterschicht ist elektrisch enrweder an die Spann- 
vorrichtung oder an die tragende Flache angeschlossen. 

Im Gegensatz zur herkommlichen Ansicht, namlich 
daB die von den Heiz-Ktihielementen und der zugehori- 
gen elektrischen Verdrahtung erzeugten elektromagne- 
tischen Felder die Ursache der gemessenen Rauschho- 
hen sind, haben die Erfinder entdeckt, daB eine Haupt- 
ursache fur das Rauschen eine viel subtilere Ursache 
hat, namlich die Warrnedehnung und Kontraktion zwi- 
schen aneinanderliegenden leitenden und isolierenden 
Schichten, die zu Reibungen zwischen den aneinander- 
liegenden Schichten fUhrea Diese Reibung bewirkt den 
Aufbau von Ladungea die ais reibungselektrische Str6- 
me bekannt sind und die von den Erfindern ais eine 
signifikante Ursache fiir das Rauschen bei Niederspan- 
nungs- und N iede retro mm essungen unter kontrollierten 
Ternperaturbedingungen auftritt Durch Hafien der 
elektrisch leitenden Schichten an der Isolierschicht und 
elektrische Verbindung der Leiterschicht entwecer mit 
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der Spannvorrichtung oder mit der tragenden Flache 
ftihrt die Ausdehnung und Kontraktion der Spannvor- 
richtung oder der tragenden FISche nicht zu reibungs- 
elektrischen Stromen zwischen der Isolierschicht und 
5 der leitenden Fl&che. 

In einer bevorzugten Ausfiihningsform der vorlie- 
genden Erfindung bilden die wenigstens zwei Schichten 
eine Sandwichstruktur von mindestens drei Schichten, 
einschlieBlich einer ersten elektrisch leitenden Schicht, 
io die auf einer Seite einer [solierschicht haftet, und eine 
zweite elektrisch leitende Schicht, die auf der anderen 
Seite der Isolierschicht haftet Die dreilagige Sandwich- 
schicht wird zwischen der tragenden Flache und der 
Spannvorrichtung angeordneL 
is Vorzugsweise sind die erste und die zweite Leiter- 
schicht elektrisch mit der Spannvorrichtung bzw. mit 
der tragenden Flache verbundea Dementsprechend 
wird die Ausdehnung und die Kontraktion entweder der 
Spannvorrichtung oder der tragenden Flache auf beiden 
20 Seiten der Isolierschicht keine reibungselektrischen 
Strdme erzeugea 

Die vorstehenden, und noch weitere Aufgabea Merk- 
male und Vorteile der Erfindung werden leichter ver- 
standlich durch Oberlegung der nachstehenden in Ein- 
25 zelheiten gehenden Beschreibung der Erfindung anhand 
der beiliegenden Zeichnungea 

Die einzige Figur ist eine teilweise schematische 
Schnittansicht einer beispielhaften Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung, die zusatziiche Schichten 
3(rzum Einsatz mit einer Prufsondenstation zeigtrdie eine** 
temperaturgesteuerte Spannvorrichtung beinhaltet. 

fm direkten Gegensatz zur herkommlichen Auff as- 
sung, daB das gesamtedurch eine temperaturgesteuerte 
Spannvorrichtung verursachte Rauschen ein Ergebnis 
35 der Veranderungea- der elektromagnetischen Felder 
von den Heiz-KuhJelernenten und der zugehorigen 
elektrischen Verdrahtung ist, die ihrerseits ein Ergebnis 
der Stromstarkenschwankungen in der Ruckkbpplungs- 
scblgjfg^gg^Hg^ 
40 herausge&ade^t; da& eme-bloBe AbscfiirflSfugg das. Rau- 
scliejnrbdb^i^^^a^ingss- uncLbJie_derst^mmess5in- : 
g&fl*flie%£&^^ Die Etf irlcTer T^errge- 

fundea daB das -Ra:us^hen nicht nur ein- Ergebnis der 
offensichtlichea^^Magnetfeldschwankungen-- aus den 
45 Heiz-Kah]elejnejueo^rUnd._der .zugeordneten elektri- 
schen Verdraii'turrg ist,vSondern.auch das Ergebnis einer" 
viel subtOeren'Wirkurigrnamlich der:WarmeeTgenschaf-. 
ten der temperaturgesteuerten. Spannvorrichtung una 
der zusatzlich aufgelegten Schichten ist Dementspre- 
50 chend wird der Versuch, die Wirksamkeit der von den 
zusatzlichen Schichten bewirkten Abschirmung zu ver- 
feinern das Rauschen keineswegs signifikant weiter re- 
duzieren und ist ein fehlgeleitetes Bemuhea Die thenni- 
schen Eigenschaften des Leitermaterials, wie z. B. der 
55 leitenden Spannflache, erweitern und reduzieren sich 
entsprechend, wenn die Temperatur der Spannvorrich- 
tung erhoht und vermindert wird. Die Erhobung und 
Verminderung der Temperatur der Spannvorrichtang 
ergibt sich aus dem Bestreben der Heiz-KUhielemente, 
60 die Temperatur konstant zu haltea 

Es wird angenommea daB die Ausdehnung und Kon- 
traktion sowohl in der horizontaJen Ebene der Spaan- 
vorrichtungsflache siattfindet, wodurch sich die Ober- 
flache vergroBert bzw. verkJeinert. ais auch in der ver.i- 
65 kalen Achse der Spannvorrichamg, wodurch sich cie 
Dicke der Spannvorrichtung vergroBert bzw. verkiei- 
nert Ferner sind die Heiz-Kiihlelemente diskre:e E!e- 
mente und dementsprechend nicht gieichmaBig inner- 



halb der thermischen Spannvorrichtung verteilt. Die un- 
gleiche Verteilung der Heiz-Kuhlelemente fuhrt zu ei- 
ner Warmedehnung und -kontraktion der Spannfiache 
und der Dicke in ungleichmaBiger Form und hat somit 
ein Verdrehen und Wolben der Spannvorrichtung zur 
Folge. Dieses Verdrehen und Wolben bewirkt eine ver- 
Snderliche Kapazitat zwischen der thermischen Spann- 
vorrichtung und der zu prufenden Vorrichtung. Das kol- 
lektive Ergebnis der thermischen Wirkungen ist zu- 
nachst, daB Ausdehnen und Kontraktion der Spannvor- 
richtung zu einer relativen Bewegung und Reibung bet 
zusatziich aufgelegten Schichten fuhrt, und zweitens, 
daB das Verdrehen und Wolben bewirkt, daB die Ftapa- 
zitSt ungleichmafiig wird 

Reibungselektrische Strome werden verursacht 
durch Ladungen, die infolge Reibung zwischen einem 
Letter und einem [solator entstehen. Die freien Elektro- 
nen werden vom Letter abgerieben und rufen ein La- 
dungsungleichgewicht hervor, das den Stromflufi be- 
wirkt Ein typisches Beispiel dafur sind eiektrische Stro- 
me, die dadurch erzeugt werden, daB sich Isolatoren und 
Leiter in einem Koaxialkabel aneinander reiben. Ein 
"rauscharmes'' Kabel reduziert diesen Effekt weitge- 
hend, indem in der Regel ein Innenisolator aus Polyethy- 
len benutzt wird, der unter der auBeren Abschirmung 
mit Graphit beschichtet ist Das Graphit wirkt wie ein 
Schmiermittel und ein leitender aquipotentialer Zylin- 
der zum Ausgleichen der Ladungen und Minimierung 
der Ladung, die durch Reibungseffekte bei Kabelbewe- 
gungen erzeugt werden. Reibungselektrische StrOme 
werden herkommlicherweise in Bezug auf das physikali- 
sche Biegen von Materiaiien, wie z. B. Koaxialkabel, be- 
trachtet Die Zett, wahrend der das physikalische Biegen 
der Koaxialkabel erfolgt, ist verhaltnismaBig lang, das 
heiBt niederfrequenL Die Erfinder haben nun festge- 
stellt, daB das gleiche Phanomen, namlich reibungselek- 
trische Strome, eine Hauptursache fur das Rauschen bei 
den Messungen ist, wenn temperaturgesteuerte Spann- 
vorrichtungen benutzt werden, als Ergebnis tempera- 
, iuxj).ewirkter Bewegungen, die mit Hochfrequenz ablau- 
ierct ' ' " 

JruSl sneri g e Konstruktionen mit zusatzlichen Schichten 
auf der Oberflache der Spannvorrichtung haben die 
-thermischen Effekte und insbesondere die reibungselek- 
trischen Strome nicht berucksichtigt. Dementsprechend 
werden diese zusatzlichen Schichten mit einer Schnitt- 
stelle zwischen der ieitenden Spannvorrichtungsober- 
flache und einer Isolierschicht als nachster Schicht her- 
gestellt Die durch die Warmeausdehnung und -kontrak- 
tion verursachte Reibung zwischen der Ieitenden 
Spannvorrichtungsflache und der Isolierschicht erzeugt 
reibungselektrische Strome. Die reibungselektrischen 
Strome sind durch jede dazwischeniiegende Schicht ka- 
pazitiv mit der tragenden Flache gekoppelt und machen 
sich als Rauschen bei den Messungen in der zur prufen- 
den Vorrichtung bemerkbar. Ferner waren in einigen 
Konstruktionen auf dem Stand der Technik eine Isolier- 
schicht sandwichartig zwischen Leiterschichten einge- 
legt, die nicht aneinander hafteten. Die Temperaturver- 
anderungen der dazwischengelegten Leiterschicht fiih- 
ren zu einer Ausdehnung und Kontraktion gegenuber 
den anliegenden Isolierschichten und erzeugen eben- 
fails reibungselektrische Strome. Zusatziich wird eine 
Isolierschicht, die sich gegenuber einer anliegenden Iei- 
tenden tragenden Flache ausdehnt und zusammenzieht, 
ebenfails reibungselektrische Strome generieren. Mit 
anderen Worten, jede Ausdehnung und Kontraktion, 
z. B. Reibung an Schnittstellen zwischen Isolierschich- 
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ten und Leiterschichten erzeugt als Ergebnis dieser zu- 
satzlichen Schichten weitere reibungselektrische Stro- 
me und erhoht somit das bei den Messungen beobachte- 
te Rauschen. Die aJs Ergebnis der Reibung an der 
Schnittstelle zwischen Isolierschicht und Leiterschicht 
auftretenden reibungselektrischen Strdme miissen re- 
duziert oder irgendwie ausgeschaltet werden. 

Urn die bei der Verwendung einer temperaturgesteu- 
erten Spannvorrichtung, die in der Regel eine leitende 
obere Flache aufweist, erzeugten reibungselektrischen 
Strome signifikant zu reduzieren, wird gemiB der be- 
vorzugten Ausfuhrungsform, die in der einzigen Figur 
dargestelk wird, ein anderer Satz zusatzlicher Schichten 
benutzt 

Eine elektrisch isolierende Schicht 10 wird auf einer 
Flache 15 mit einem elektrisch Ieitenden Material 20 
aufgebracht Der bevorzugte eiektrische Isolator ist ein 
0,17 ZoII dickes Bornitrid, obwohl auch andere Isolier- 
stoffe benutzt werden konnen, z. B. Saphir. Das elek- 
trisch leitende Material, & h. die Schicht 20, besteht vor- 
zugsweise aus einem 500—800 A dicken Titan- Wolf ram 
(10% Titan und 90% Wolfram) mit einer weiteren 
Schicht aus 1000-1500 A dickem Gold auf dem Titan- 
Wolfram zwecks zusatzlicher Haltbarkeit Beide Ieiten- 
zs den Materiaiien werden mit jedern beliebigen geeigne- 
ten Verfahren vorzugsweise Qber die gesamte Flache 15 
des Isolators 10 verteilt und haften somit auf der Ober- 
flache. Aiternativ dazu kann das leitende Material 20 
auch eine Folie aus leitendem Material sein, die wenig- 
30 stens zu einem groBeren Teil ihrer Flache auf jede ge- 
eignete.Weise auf dem Isolator 10 haftet Die Wirkung 
des Haftens des Leitermaterials 20 auf dem Isolator 10 
ist, daB jede Bewegung zwischen dem Leitermateriai 20 
und dem Isolator 10 ausgeschiossen wird, was das Ent- 
stehen reibungselektrischer Strdmen zwischen ihren 
Oberflachen ausschlieBtrDie Schnittstelle zwischen dem 
Leitermateriai 20 und der Ieitenden thermischen Spann- 
vorrichtung 50 ist leitend und leitet daher augenbiicklich 
jede Ladung, die sich durch die Warmedehnung und 
40 -bewegung -d er^^rm ischen Spz^vomch^^^^'-^^^Z 
dv zum leitendenMaterlal 20 aufoauT augenbiicklich aE **" 
und eu^inim^qou^Te^ ~~ 
zwischen diesen bl^e^Eieme'nbhr 
Aiternativ kann das leitende Material 20 auch ein pul- 
45 . verformiges Leitermateriai wie z. B. Graphit sein. Beim 
Befestigen der zusatzlichen Sehichten an der thermi- 
schen Spannvorrichtung 50 inapragniert der Graphit 
den Isolator 10 im gewissen MaB und wird wenigstehs 
teilweise an der Oberflache 15 des Isolators 20 ausrei- 
so chend haften, um reibungselektrische Strome an dieser 
Schnittstelle zu reduzieren oder auszuschlieBen. 

Ein weiteres elektrisch leitendes Material d. h. eine 
Schicht 30 wird vorzugsweise auf die andere Oberflache 
25 der Isolierschicht 10 aufgetragen. Das leitende Mate- 
rial 30 ist vorzugsweise das gleiche wie das leitende 
Material 20. Das elektrisch leitende Material 30 verhin- 
dert ferner den Aufbau von Ladungen zwischen der 
Isolierschicht 10 und einer Ieitenden tragenden Flache 
40, die eine tragende Oberflache 45 aufweist, um eine zu 
prufende Vorrichtung 60, wie z. B. einen Wafer oder 
eine sonstige Vorrichtung, aufzunehmen. Die tragende 
Schicht ist vorzugsweise 0,25 Zoll dicker Nickel oder 
goldplattiertes Aluminium. Als Alternative kann die tra- 
gende Oberflache 45 auch die obere Flache 35 des Iei- 
tenden Materials 30 sein, in welchem Fall die Schicht 40 
entfailt; oder als weitere Alternative kann die tragende 
Schicht 40 direkt auf der Isolierschicht 10 haftend aufge- 
tragen werden, in welchem Fall dann die Schicht 30 
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entfallt Auch die Schicht 20 konnte entfallen, wobei 
dann die Spannvorrichtung 50 direkt auf der Isolier- 
schicht 10 haften wQrde. 

Alle zusatziichen Schichten 10, 20, 30 und 40 werdea 
vorzugsweise durch ein herkdmmliches Vakuumauf- 5 
dampfsystem an Lhrem Ort gesichert alternativ kdnnen 
jedoch auch Schrauben oder etwaige sonstigen Befesti- 
gungsmethoden benutzt werden. Der Schutzleiter 70 ist 
mit der thermischen Spannvorrichtung 50 verbunden 
und der Mittelleiter 80 iiegt an der tragendert Schicht 40. l0 
Vorzugsweise weisen sowohl die Isolierschicht 10 als 
auch die leitenden Materialien 20 und 30 periphere Kan- 
ten auf, die im freien Raum enden und sich gleichweit 
erstrecken, und so eine zusammenhaftende Sandwich- 
struktur bilden, die letcht zwischen die EJemente 40 und 15 
50 einer vorhandenen Spannvorrichtung eingesetzt 
werden kann. 

Das zusammen mit den obigen Merkmalen benutzte 
Temperatursteuersystem kann ein beliebiges aus einer 
ganzen Reihe unterschiedlicher Typen seiiu Zum Bei- 20 
spiel kann zur Steuerung der Temperatur in der Umge- 
bung der zu prufenden Vorrichtung 60 uber oder unter 
der Umgebungstemperatur ein elektrisches System, wie 
es in der Figur dargestelit wird, diese Temperatur mit 
dem FQhier 81 erfassen und kontinuierlich ein Tempera- 25 
tursignal an einen Kornparator &2 geben. der das erfaB- 
teTemperatursignal mit einem Engang von der Leitung 
83 her vergleicht, der reprasentativ fur die vom Anwen- 
der gewunschte einstellbare Temperatur ist Der Kom- 
parator kann dann den Strom aus einer Stromquelle 84 30 
zu den elektrischen Heiz-Kuhlelementen 86, 87, 88 steu- 
ern, dabei den Strom verstarken, wenn die erfaBte Tem- 
peratur unter die gewunschte. eingestelhe Temperatur 
absinkt bzw. den Strom vermindern und umpolen, wenn 
die erfaBte Temperatur uber die gewunschte, eingestell-'lsP 
te Temperatur ansteigt Ein soiches elektrisches System 
kann mit oder ohne ein zugeordnetes Flussigkeitskuhl- 
system in der Aufspannvorrichtung 50 benutzt werden, 
in Abhangigkeit von den gewunschten Tempreraturho- 
hen. Als Alternative kann auch ein Temperatursteuersy-^o^ .... 
stem ohne elektrische Heiz-Kiihlelemente eingesetz^^j; 
werden durch Steuern der Temperatur eines GaseVd'd r er v : : 
einer Fliissigkeit, die durch die thermische Spannvor- 
richtung 50 stromen, als Reaktion auf die vom Tempera- 
turftihler 81 erfaBte Temperatur. Eine weitere Alternati- 45 
ve ist das Einrichten einer Temperatursteuerung, unab- 
hangig von der Spannvorrichtung 50, durch Steuern der 
Temperatur eines Gases, das als Reaktion auf die vom 
Temperaturfuhler 81 erfaCte Temperatur auf die Umge- 
bung der zu prufenden Vorrichtung geblasen wird. Bei- 50 
spiele ftir diese letzteren Systemtypen werden gezeigt 
Lm US-Patent Nr. 4,426,619 von Demand und US-Patent 
Nr. 4,734,872 von Eager et al, auf die hier durch Quer- 
verweis Bezug genommen wird 

Den Ausdrucken und Bezeichnungen, die in der obi- 55 
gen Beschreibung verwendet werden, kommt nur ein 
beschreibender und keinesfalls ein ausschiieBender 
Charakter zu und es ist keinesfalls beabsichtigt, durch 
die Anwendung dieser Ausdriicke und 3ezeichnungen 
gleichwertige Merkmale ganz oder teilweise auszu- eo 
schlieBen, dabei gilt, daB der Umfang der Erfindung nur 
durch die nachstehenden Anspruche definiert und ein- 
geschrankt wird. 



Patentanspruche 

1. Eine Priifsondenstation, die fur rauscharrne Mes- 
sungen geeignec ist, enthaltend: 
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(a) eine Spannvorrichtung zum Halten einer zu 
prCLfenden Vorrichtung; 

(b) Mittel zum Steuern der Temperatur in der 
Nahe der zu prufenden Vorrichtung durch Er- 
fassen der Temperatur und, als Reaktion auf 
dieses Erfassen, alternativ Erhohen oder Sen- 
ken der Temperatur; 

(c) eine Auflageflache fur die zu prufende Vor- 
richtung; 

(d) wenigstens zwei Schichten, einschlieBlich 
einer ersten elektrisch leitenden Schicht, die an 
einer Isolierschicht haftet; und 

(e) wobei die elektrisch leitende Schicht elek- 
trisch entweder an die Spannvorrichtung oder 
die tragende Flache angeschJossen ist und die- 
se mindestens zwei Schichten zwischen der 
tragenden Flache und der Spannvorrichtung 
angeordnetsind 

2. Die Priifsondenstation gernaB Anspruch 1, bei ' 
der die tragende Flache eine Oberflache der elek- 
trisch leitenden Schicht ist 

3. Die Priifsondenstation gernaB Anspruch 1, bei 
der die Spannvorrichtung elektrisch leitend ist 

4. Die Priifsondenstation gernaB Anspruch 1, bei 
der die tragende Flache elektrisch leitend ist 

5. Die Priifsondenstation gernaB Anspruch 1, bei 
der die wenigstens zwei Schichten entsprechende 
einander gegenuberliegende Bereiche aufweisen, 
wobei die Schichten Gber einen groBeren Teil die- 
ser einander gegenuberliegenden Bereiche anein- 
ander haften. 

6. Die PrOfsondenstation gernaB Anspruch 1, ein- 
schlieBlich einer weiteren elektrisch leitenden 
Schicht die an der Isolierschicht haftet und elek- 
trisch mit der anderen, der Spannvorrichtung bzw. 
der tragenden Flache, verbunden ist 

7. Die .Priifsondenstation gernaB Anspruch 1, bei 
der die Isolierschicht erne periphere Kante r und die 
elektrisch leitende Schicht eine periphere KLante 

...aufweisen, wobei diese peripheren Kanten in den 
vir^ien.Raum enden: . . 

-3. Die Priifsondenstation gernaB Anspruch 7, bei 

der die peripheren Kanten im wesentlichen mitein- 
^ander die gleiche Ausdehnung aufweisen. 

9* Eine Priifsondenstation, die Fur rauscharme Mes- 

sungen geeignet ist und die aufweist: 

(a) eine Spannvorrichtung zum Halten einer zu 
prufenden Vorrichtung; 

(b) Mittel zum Steuern der Temperatur in der 
Nahe der zu prufenden Vorrichtung durch Er- 
fassen der Temperatur und, als Reaktion auf 
dieses Erfassen, alternativ Erhohen oder Sen- 
ken der Temperatur; 

(c) eine tragende Flache fur die zu prufende 
Vorrichtung; 

(d) eine Sandwichstruktur von mindestens drei 
Schichten einschlieBlich einer ersten elektrisch 
leitenden Schicht die an einer Seite einer Iso- 
lierschicht haftet und einer zweiten elektrisch 
leitenden Schicht, die auf der entgegengesetz- 
ten Seite der Isolierschicht haftet; und 

(e) die Sandwichstruktur bestehend aus minde- 
stens drei Schichten, die zwischen der tragen- 
den Flache und der Spannvorrichtung ange- 
ordnet ist 

10. Die PrOfsondenstation gernaB Anspruch 9, bei 
der die tragende Flache dir Oberflache einer der- 
selben. der ersten elektrisch leitenden Schicht und 
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der zweiten elektrisch leitenden Schicht ist 

11. Die Prilfsondenstation gemSB Anspruch 9, bei 
der die Spannvorrichtung elektrisch leitend ist 

12. Die Prufsondenstation gemaB Anspruch 9, bei 
der die tragende Flache elektrisch leitend ist 5 

13. Die Prufsondenstation gemaB Anspruch 9, bei 
der die wenigstens drei Schichten entsprechend 
einander gegenQberliegende Bereiche aufweisen, 
wobei die erste und die zweite elektrisch leitende 
Schicht Qber wenigstens einen groBeren Teil dieser 10 
einander gegenuberiiegenden Bereiche an der Iso- 
lierschichthaftert 

14. Die Prufsondenstation gemaB Anspruch 9, bei 
der die Isolierschicht eine periphere Kante, und die 
erste und die zweite elektrisch leitende Schicht je- 15 
weils eine periphere Kante aufweisen, wobei alle 
diese peripheren Kanten in den freien Raum enden. 

15. Die Prufsondenstation gemaB Anspruch 14, bei 
der die peripheren Kanten Lm wesentlichen mitein- 
ander die gleiche Ausdehnung aufweisen. 20 

16. Die Prufsondenstation gemaB Anspruch 9, bei 
der die erste elektrisch leitende Schicht mit der 
Spannvorrichtung elektrisch leitend verbunden ist 

17. Die Prufsondenstation gemaB Anspruch 9, bei 
der die erste elektrisch leitende Schicht mit der 25 
tragenden Flache elektrisch leitend verbunden ist 

18. Die Prufsondenstation gemaB Anspruch 17, bei 
der die zweite elektrisch leitende Schicht mit der 
Spannvorrichtung elektrisch leitend verbunden ist 
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